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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　光成形面構造体をコピーする方法であって、
　（Ａ）１）テーブル上に支持されている比較的硬質の基板と、２）前記テーブルに面し
ていて、その表面上に、前記光成形面構造体を持つサブマスタと、３）前記基板と前記サ
ブマスタとの間に塗布されたエポキシ層を含む層状構造体を、圧縮ローラの外表面と前記
テーブルとの間に形成されたニップ内に位置させるステップと、
　（Ｂ）前記基板とサブマスタとの間の相対的な摺動を防止するために、前記テーブルお
よびローラの少なくとも一方が該テーブルおよびローラの他方に対して直線的かつ相対的
に移動した状態で、前記エポキシ層の上に前記表面構造体をコピーするために、前記ニッ
プ内で層状構造体を自動的に圧縮するステップと、
　（Ｃ）前記エポキシ層を硬化するステップと、
　（Ｄ）その表面上に前記表面構造体を持つ基板／エポキシ積層体を残すために、前記基
板から前記サブマスタを分離するステップとを含む方法。
　　【請求項２】　請求項１記載の方法において、前記圧縮ステップが、前記ローラに対
して、前記テーブルを並進させながら、前記ローラを非並進軸を中心にして回転させるス
テップを含む方法。
　　【請求項３】　請求項２記載の方法において、さらに、前記圧縮ステップ中に、前記
ローラの前記外表面の線速度が、少なくとも前記テーブルの線速度にほぼ等しくなるよう
に、前記ローラの運動を前記テーブルの運動と相互に関連づけるステップを含む方法。
　　【請求項４】　光成形面構造体をコピーする方法であって、
　（Ａ）１）テーブル上に支持されている比較的硬質の基板と、２）前記テーブルに面し



(2) JP 2002-523259 A5 2008.7.31

ていて、その表面上に、前記光成形面構造体を持つサブマスタと、３）前記基板と前記サ
ブマスタとの間に塗布されたエポキシ層を含む層状構造体を、圧縮ローラの外表面と前記
テーブルとの間に形成されたニップ内に位置させるステップと、
　（Ｂ）前記エポキシ層の上に前記表面構造体をコピーするために、前記ニップ内で層状
構造体を自動的に圧縮するステップであって、該ステップは、前記ローラに対して、前記
テーブルを並進させながら、前記ローラを非並進軸を中心にして回転させるステップを含
み、前記ローラの外表面の線速度が、少なくとも前記テーブルの線速度にほぼ等しくなる
ように、前記ローラの運動が前記テーブルの運動と相互に関連づけられているステップと
、
　（Ｃ）前記エポキシ層を硬化するステップと、
　（Ｄ）その表面上に前記表面構造体を持つ基板／エポキシ積層体を残すために、前記基
板から前記サブマスタを分離するステップとを含み、
　前記サブマスタが、柔軟なシートを含み、前記サブマスタの一方の端部が前記ローラに
取り付けられていて、前記サブマスタの他方の端部が前記テーブルに取り付けられていて
、前記の相互に関連づけるステップが、前記層状構造体を形成するために、前記サブマス
タが前記ローラから順次離れ、前記ニップ内で前記基板に対して圧着されるように、前記
サブマスタを通して駆動力を前記テーブルから前記ローラに伝達するステップを含む方法
。
　　【請求項５】　請求項４記載の方法において、前記テーブルが、前進ストロークおよ
び戻りストロークにより往復運動を行い、前記分離ステップが、順次、１）前記積層体か
ら前記サブマスタを剥離し、２）前記サブマスタを前記ローラ上に元通りに巻き付かせる
ために、テーブルの戻りストローク中に、巻き付け方向に回転するように前記ローラを駆
動するステップを含む方法。
　　【請求項６】　請求項３記載の方法において、前記層状構造体を形成する際の最初の
ステップが、前記圧縮ステップの直前に、前記基板上にエポキシを自動的に塗布するステ
ップを含み、前記塗布ステップが、前記ローラの上流のところで、前記テーブルから間隔
をおいて位置しているエポキシ塗布装置により行われる方法。
　　【請求項７】　請求項１記載の方法において、前記硬化ステップが、前記層状構造体
に対して紫外線を照射するステップを含む方法。
　　【請求項８】　請求項１記載の方法において、前記硬化ステップが、前記層状構造体
の一部が、その他の部分が前記ニップ内で圧縮されている間に硬化されるように圧縮ステ
ップと平行して行われる方法。
　　【請求項９】　光成形面構造体をコピーする方法であって、
　（Ａ）テーブル上に比較的硬質な構造体を支持するステップと、
　（Ｂ）その間にニップを形成するために、前記テーブルから間隔をおいて位置する圧着
ローラの外表面の周囲に、少なくとも少し離して、前記ローラに面していないその表面上
に前記表面構造体を持つ比較的柔軟なサブマスタを巻き付けるステップと、
　（Ｃ）前記サブマスタと前記基板との間にエポキシ層を塗布するステップと、
　（Ｄ）前記ローラから前記サブマスタを剥離し、前記エポキシ層上に前記表面構造体を
コピーし、それにより、層状構造体を形成するために、前記ニップ内で前記サブマスタ、
前記エポキシ層、および前記基板を圧縮するステップであって、前記剥離および圧縮ステ
ップが、前記ローラの前記外表面の線速度が、前記テーブルの線速度に少なくともほぼ等
しくなる回転速度で、前記ローラを回転させながら、前記ローラを越えて前記テーブルを
駆動するステップを含むステップと、
　（Ｅ）前記エポキシ層を硬化するステップと、
　（Ｆ）その表面上に前記表面構造体を持つ基板／エポキシ積層体を残すように、前記基
板から前記サブマスタを分離するステップとを含む方法。
　　【請求項１０】　請求項９記載の方法において、前記サブマスタの一方の端部が、前
記ローラに取り付けられていて、前記サブマスタの他方の端部が、前記テーブルに取り付
けられていて、前記ローラを越えての前記テーブルの運動が、前記ローラから前記基板を
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剥離し、前記ローラを回転するように駆動するために、前記基板に張力を加える方法。
　　【請求項１１】　請求項１０記載の方法において、前記テーブルが、前進ストローク
および戻りストロークにより往復運動を行い、前記テーブルが、前記前進ストローク中だ
け、前記ローラを駆動して、回転させ、前記分離ステップが、順次、１）前記積層体から
前記サブマスタを剥離し、２）前記サブマスタを前記ローラ上に元通り巻き付かせるため
に、前記テーブルの戻りストローク中に、再巻き付け方向に回転するように前記ローラを
駆動するステップを含む方法。
　　【請求項１２】　光成形面構造体をコピーする方法であって、
　（Ａ）テーブル上に比較的硬質な構造体を支持するステップと、
　（Ｂ）比較的柔軟な再利用可能であって、その表面上に前記表面構造体を持つサブマス
タの一方の端部を、圧縮ローラの、その間にニップを形成するために、前記テーブルから
間隔をおいて位置する外表面に取り付けるステップと、
　（Ｃ）前記サブマスタを、前記サブマスタの前記表面が、前記ローラに面しないように
、前記ローラの前記外表面から少なくとも少し離して巻き付けるステップと、
　（Ｄ）前記サブマスタの他方の端部を前記ローラの下流の位置で前記テーブルに取り付
けるステップと、
　（Ｅ）前記サブマスタと前記基板との間にエポキシ層を塗布するステップと、
　（Ｆ）前記ローラから前記サブマスタを剥離し、前記エポキシ層上に前記表面構造体を
コピーし、それにより、層状構造体を形成するために、前記サブマスタ、前記エポキシ層
、および前記基板を前記ニップ内で圧縮するステップであって、前記剥離および前記圧縮
ステップが、前記サブマスタに張力を加えるために、第一の方向に前記テーブルを駆動し
、それにより、前記ローラの前記外表面の線速度が、前記テーブルの線速度に少なくとも
ほぼ等しくなる回転速度で、前記サブマスタを前記ローラから剥離し、前記ローラを剥離
する方向に駆動し、回転させるステップを含むステップと、
　（Ｅ）前記エポキシ層を硬化するステップと、
　（Ｆ）その表面上に前記表面構造体を持つ基板／エポキシ積層体が残るように、前記基
板から前記サブマスタを分離するステップとを含む方法。
　　【請求項１３】　請求項１２記載の方法において、前記分離ステップが、前記サブマ
スタを前記基板から剥離し、前記ローラ上に元通りに巻き付けるために、前記ローラを再
巻き付け方向に回転するように駆動しながら、第二の方向に、前記ローラを越えて前記テ
ーブルを駆動するステップを含む方法。
　　【請求項１４】　光成形面構造体をコピーする方法であって、
　（Ａ）テーブル上に比較的硬質な基板を支持するステップと、
　（Ｂ）比較的柔軟で再利用可能であって、その表面上に前記表面構造体を持つサブマス
タの一方の端部を、圧縮ローラの、その間にニップを形成するために、前記テーブルから
上方に間隔をおいて位置する外表面に取り付けるステップと、
　（Ｃ）前記サブマスタを、前記サブマスタの前記表面が、前記ローラに面しないように
、前記ローラの前記外表面から少なくとも少し離して巻き付けるステップと、
　（Ｄ）前記サブマスタの他方の端部を前記テーブルに取り付けるステップと、
　（Ｅ）前記サブマスタに張力を加えるために、前記テーブルを、前記ローラの下を第一
の方向に移動するように駆動し、それにより、１）前記サブマスタを前記ローラから分離
し、前記ローラの前記外表面の線速度が、前記テーブルの線速度に少なくともほぼ等しく
なる回転速度で、分離方向に前記ローラを回転させるために駆動し、２）前記ニップ内で
前記サブマスタと前記基板を圧縮するステップと、
　（Ｆ）駆動ステップの間に、前記圧縮ステップ後に、前記エポキシが、１）前記基板と
前記サブマスタとの間にサンドイッチ状に挟まれ、２）その表面上にコピーされた前記表
面構造体を持つように、前記ニップの上流に位置する前記テーブル上に配置されたエポキ
シ塗布装置から前記基板上にエポキシを塗布するステップと、
　（Ｇ）前記駆動ステップ中に、前記ローラの下流に位置する前記テーブル上に配置され
た紫外線源により前記エポキシを硬化するステップと、
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　（Ｈ）前記サブマスタを前記基板から分離し、前記ローラ上に元通りに巻き付け、それ
により、その表面上に、前記表面構造体を持つ基板／エポキシ積層体が残るよう、再巻き
付け方向に回転するように前記ローラを駆動しながら、第二の方向に、前記ローラを越え
て前記テーブルを駆動するステップとを含む方法。
　　【請求項１５】　比較的硬質の基板上に、光成形面構造体をコピーするためのコピー
装置であって、
　（Ａ）ほぼ平らな支持面を有し、前記支持面の延長方向と少なくともほぼ平行に移動す
ることができるテーブルと、
　（Ｂ）その間にニップを形成するために、前記テーブルの前記支持面から間隔を置いて
位置する外表面を有し、前記ローラに対して軸方向に、前記テーブルに対して横方向に延
びる支持シャフト上に装着されていて、その外表面上に、前記ローラに面していないその
表面上に前記表面構造体を持つサブマスタを収容するように構成されている圧縮ローラと
、
　（Ｃ）前記テーブルが前記ニップを通って移動する場合、前記ローラが、前記ローラの
前記外表面の線速度が、前記テーブルの前記支持面の線速度に少なくともほぼ等しくなる
回転速度で回転し、それにより前記ニップ内で前記基板および前記サブマスタが圧縮され
るように前記テーブルおよび前記ローラを駆動する駆動装置であって、前記サブマスタの
第１の端部がローラに取り付けられ、サブマスタの第２の端部がテーブルに取り付けられ
ている駆動装置とを含むコピー装置。
　　【請求項１６】　比較的硬質の基板上に、光成形面構造体をコピーするためのコピー
装置であって、
　（Ａ）ほぼ平らな支持面を有し、前記支持面の延長方向と少なくともほぼ平行に移動す
ることができるテーブルと、
　（Ｂ）その間にニップを形成するために、前記テーブルの前記支持面から間隔を置いて
位置する外表面を有し、前記ローラに対して軸方向に、前記テーブルに対して横方向に延
びる支持シャフト上に装着されていて、その外表面上に、前記ローラに面していないその
表面上に前記表面構造体を持つサブマスタを収容するように構成されている圧縮ローラと
、
　（Ｃ）前記テーブルが前記ニップを通って移動する場合、前記ローラが、前記ローラの
前記外表面の線速度が、前記テーブルの前記支持面の線速度に少なくともほぼ等しくなる
回転速度で回転し、それにより前記ニップ内で前記基板および前記サブマスタが圧縮され
るように前記テーブルおよび前記ローラを駆動する駆動装置であって、該駆動装置が、１
）直線的に運動するように前記テーブルを駆動するモータと、２）前記テーブルおよび前
記ローラに接続していて、前記テーブルの並進運動を前記ローラの回転運動に変換するカ
ップリングとを備え、前記カップリングが、１）前記サブマスタの第一の端部を前記ロー
ラに取り付けることができ、前記サブマスタが、前記ローラの外表面の周囲に少なくとも
少し離して巻き付けることができるようにする前記ローラ上のデバイスと、２）前記サブ
マスタの第二の端部を前記テーブルに取り付けることができるようにする前記テーブル上
のデバイスとを備える駆動装置とを含むコピー装置。
　　【請求項１７】　請求項１６記載のコピー装置において、前記モータが、前進ストロ
ークおよび戻りストロークにより前記テーブルを往復運動させ、前記駆動装置が、さらに
、前記テーブルの前記戻りストローク中に、前記ローラの前記外表面上に、前記サブマス
タを元通りに巻き付けるように前記ローラを駆動する再巻き付け駆動デバイスを備えるコ
ピー装置。
　　【請求項１８】　請求項１７記載のコピー装置において、前記再巻き付け駆動デバイ
スが、１）回転シリンダ、２）前記回転シリンダにより回転するように駆動されるピニオ
ン、および３）前記ピニオンと係合していて、前記支持シャフト上に装着されている被駆
動ギアを備えるコピー装置。
　　【請求項１９】　請求項１５記載のコピー装置において、前記支持シャフトが、前記
テーブルの隣接する対向側面に位置する第一および第二のベアリング上に支持されていて
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、さらに、前記各ベアリングに対して、１）前記ベアリングが、前記テーブルから遠ざか
るようにバイアスを掛けるカウンタバランス装置と、２）前記ベアリングを前記テーブル
の方向に押すために選択的に作動することができるリニア・アクチュエータとを備えるコ
ピー装置。
　　【請求項２０】　請求項１５記載のコピー装置において、さらに、前記ローラの上流
のところで、前記テーブルから間隔をおいて位置していて、エポキシを前記基板上に塗布
するように構成されているエポキシ塗布装置を備えるコピー装置。
　　【請求項２１】　請求項２０記載のコピー装置において、前記エポキシ塗布装置が、
１）前記テーブルを横切って延び、突出位置と引っ込み位置との間を移動することができ
る支持体と、２）前記支持体上に装着されていて、エポキシ入口とエポキシ出口とを持つ
スプレーバーと、３）前記スプレーバーの前記エポキシ入口に接続している少なくとも一
つのエポキシ供給チューブを備えるコピー装置。
　　【請求項２２】　請求項１５記載のコピー装置において、さらに、前記ローラが回転
するのを防止するために選択的に作動することができるブレーキを備えるコピー装置。
　　【請求項２３】　請求項１６記載のコピー装置において、さらに、前記ローラの下流
のところで、前記テーブルから間隔をおいて位置するエポキシ硬化デバイスを備えるコピ
ー装置。
　　【請求項２４】　請求項２３記載のコピー装置において、前記エポキシ硬化デバイス
が、紫外線源を備えるコピー装置。
　　【請求項２５】　比較的硬質な基板上に光成形面構造体をコピーするためのコピー装
置であって、
　（Ａ）上を向いているほぼ平らな支持面を有し、前記支持面に対して少なくともほぼ平
行に移動することができるテーブルと、
　（Ｂ）その間にニップを形成するために、前記支持面の上に間隔を置いて位置する外表
面を有し、前記ローラに対して軸方向に、前記テーブルに対して横方向に延びる支持シャ
フト上に支持されていて、その外表面上に、サブマスタを収容するように構成されている
圧縮ローラと、
　（Ｃ）前記テーブルおよび前記ローラを駆動し、
　（１）前記支持面に対して縦方向に移動するように前記テーブルを駆動するモータと、
　（２）ａ）前記ローラに取り付けられている第一の端部を有し、ｂ）前記テーブルに取
り付けられている第二の端部を有し、ｃ）前記ローラの前記外表面の周囲から少なくとも
少し離れて巻き付けることができ、前記テーブルが、前記ニップを通って移動する場合に
、前記ローラの前記外表面の線速度が、前記テーブルの線速度に少なくともほぼ等しくな
る回転速度で、前記ローラが回転し、それにより、前記ニップ内で前記基板と前記サブマ
スタが圧縮されるように、前記テーブルを前記ローラと係合させるサブマスタとを含む駆
動装置を備えるコピー装置。
　　【請求項２６】　請求項２５記載のコピー装置において、前記モータが、前進ストロ
ークおよび戻りストロークにより前記テーブルを往復運動させ、前記駆動装置が、さらに
、前記テーブルの前記戻りストローク中に、前記ローラの前記外表面上に前記サブマスタ
を元通りに巻き付けるように前記ローラを駆動する再巻き付け駆動デバイスを備えるコピ
ー装置。
　　【請求項２７】　比較的硬質な基板上に光成形面構造体をコピーするためのコピー装
置であって、
　（Ａ）上を向いているほぼ平らな支持面を有し、前記支持面に対して少なくともほぼ平
行に移動することができるテーブルと、
　（Ｂ）その間にニップを形成するために、前記支持面の上に間隔を置いて位置する外表
面を有し、前記ローラに対して軸方向に、前記テーブルに対して横方向に延びるローラ駆
動シャフトにより自由に回転することができ、１）前記サブマスタの第一の端部が、前記
ローラに取り付けられ、２）前記サブマスタが、前記外表面の周囲に、少なくとも少し離
れて巻き付き、３）前記サブマスタの第二の端部が、前記ローラの下流のところで前記テ
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ーブルに取り付けられるように、その前記外表面にサブマスタを収容するように構成され
ていて、その場合、前記サブマスタが、前記ローラに面していないその表面上に前記表面
構造体を持つ圧縮ローラと、
　（Ｃ）前記ローラの上流のところで、前記テーブルの上に間隔をおいて位置し、前記基
板上にエポキシ層を塗布するように構成されているエポキシ塗布装置と、
　（Ｄ）前記テーブルが、前記ニップを通って、第一の方向に移動した場合に、前記ロー
ラが、前記ローラの前記外表面の線速度が、前記テーブルの線速度に少なくともほぼ等し
くなる回転速度で、前記ローラが回転し、それにより、前記ニップ内で前記基板、前記エ
ポキシ層および前記サブマスタが圧縮されるように、前記支持面に対して縦方向に移動す
るように前記テーブルを往復駆動させるモータと、
　（Ｅ）前記モータが、前記第一の方向とは反対の第二の方向に前記テーブルを駆動した
場合に、前記ローラの前記外表面上に前記サブマスタを元通りに巻き付けるように前記ロ
ーラを駆動する回転シリンダと、
　（Ｆ）前記ローラの下流のところで、前記テーブル上に間隔をおいて位置し、エポキシ
を硬化するように構成されている紫外線源とを備えるコピー装置。
　　【請求項２８】　光成形面構造体をコピーする方法であって、
　（Ａ）１）テーブル上に支持されている比較的硬質の基板と、２）前記テーブルに面し
ていて、その表面上に、前記光成形面構造体を持つサブマスタと、３）前記基板と前記サ
ブマスタとの間に配置されたエポキシ樹脂層を含む層状構造体を、圧縮ローラの外表面と
前記テーブルとの間に形成されたニップ内に位置させるステップと、
　（Ｂ）１）前記層状構造体を越えて前記ニップを移動させるとともに前記樹脂層上に前
記光成形面構造体をコピーするために、前記テーブルおよび前記層状構造体を前記ロータ
に対して並進させるとともに、２）前記サブマスタに対する前記基板の滑りを防止するた
めに、テーブルの並進速度およびローラの回転速度を調整した状態で、ローラを回転させ
るステップと、
　（Ｃ）前記エポキシ層を硬化するステップと、
　（Ｄ）その表面上に前記表面構造体を持つ基板／エポキシ積層体を残すために、前記基
板から前記サブマスタを分離するステップとを含む方法。
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